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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気浄化用の装置において、
　給水部に接続するために適合されたドリップチャンバ（２０）と、
　ドリップチャンバ（２０）に接続されたノズル（３０）と、
　前記ノズルから水を上部に受容しかつ水を通過させる傾斜した金属プレート（３１）と
、
　ノズル（３０）および金属プレート（３１）のうち少なくとも一方に接続され、前記少
なくとも一方を介して、前記ノズルを通って前記金属プレート上を流れる水に電圧を印加
する電気接続部と、
　前記金属プレートから流れ落ちた水を収集するための収集容器と
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記収集容器に、前記収集容器の排出を制御するレベルスイッチが装備されることを特
徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　ドリップチャンバ（２０）が、
　水用の供給管（２１）と、
　供給管（２１）からの連続水流を別個の滴に変換するためのスプレッダ（２２）と、
　供給管から電気絶縁される水溜部（２３）と、
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　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気浄化用、特に室内空気浄化用の装置に関する。
【０００２】
　多くの室内環境は、空気の品質に関わる重大な問題を有する。臭いとほこりおよび過多
または過少の湿度は不快感を生じ、健康上の問題をもたらす可能性がある。
【０００３】
　室内空気を浄化する複数の方法があり、最も一般的な方法は、循環空気の機械的濾過お
よび電圧フィールドに引き付けられる分子のイオン化である。
【背景技術】
【０００４】
　ＥＰ４２４３３５は空気、煙道ガス等の浄化用の方法および装置に関し、この場合、浄
化は、シャフト、ダクト、または電極を収容するパイプ内で実行される。電極とシャフト
／ダクト／パイプ内の１つまたは複数の壁部との間には、電位差がある。電極は空気／煙
道ガス内の不純物粒子をイオン化し、次に、これらの不純物粒子は壁部に引き付けられ、
壁部に付着する。壁部は、一定間隔で不純物を水で洗い流すことによって清浄にされる。
【０００５】
　この形式の装置の不都合は、装置が、粒子または分子をイオン化するために著しく高い
電圧を使用し、このために装置内に高電圧源を含み、このことが接触の際に潜在的な危険
となる場合があることである。
【０００６】
　既存の空気浄化装置の他の不都合は、不純物が装置に蓄積し、また蓄積された不純物の
量が増えすぎたときに手で除去しなければならないことである。
【０００７】
【特許文献１】ＥＰ４２４３３５明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、複数の種類の不純物に有効であり、危険を含まず、また不純物が、浄
化されなければならない環境から最終的に取り除かれる室内空気浄化用の装置を提供する
ことである。
【０００９】
　本発明の目的は、特許請求の範囲の特徴によって達成される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による装置は、通常の水道本管に接続するために適合されるドリップチャンバと
、金属プレートと、ドリップチャンバに接続されかつ金属プレートの上方に配置されるノ
ズルと、収集容器とを備える。ドリップチャンバの目的は、本管からの連続水流を別個の
滴に変換し、このようにしてドリップチャンバの底部に水溜部を形成することであり、こ
のドリップチャンバは、水溜部が新しい一定の給水をなお受けている間に給水部から電気
絶縁される。水溜部からの水はノズルの上に通過し、鋼プレートの上方にスプレされる。
ノズル、したがって水の印加電圧は空気中の不純物を引き付け、次に、これらの不純物は
水に結合し、また水が収集容器内に流れ落ちるときに水に随伴し、引き続き家の排水シス
テムに排出される。
【００１１】
　好ましい実施態様では、本装置に、金属製シリンダとファンとを備える装置も装備し得
る。ファンは、シリンダの一方の端部に配置され、一方、シリンダの他方の端部は閉じら
れる。ファンはシリンダ内に空気を吹き込み、このようにして、シリンダ内に過圧を形成
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する。機能のため、ある量の空気循環を必要とする遠心ファンを使用することが好ましい
。したがって、この場合、シリンダの反対側端部に孔が装備される。不純物はシリンダの
外側に付着される。
【００１２】
　さらなる実施態様では、本装置は、その周りに巻回される電流伝導コイルも備えること
が可能である。コイルは、電流がコイルを流れるときにこれらのコイルの周りに発生され
る電界によって共通の電界が形成されるように巻回される。本装置の他のユニットはこの
電界中心に配置される。
【００１３】
　次に、添付図を参照して、実施例により本発明についてより詳細に記述する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　装置は、水道本管に接続するための供給管２１を備える。これによって、通常の本管か
らの水はドリップチャンバ２０に流れ込む。装置は、ドリップチャンバ２０に接続され、
また連続水流を別個の滴２６に変換するスプレッダ２２をさらに備え、前記別個の滴はド
リップチャンバ２０の底部に滴下する。スプレッダ２２は、「傘部」の外縁が１列の点２
７を有する傘状のユニットに流れ落ちる水によって作動する。水流は、水が点２７に向か
って通過して、それらの点から滴下することを許容する程度に十分小さい。ドリップチャ
ンバの底部は、水が収集されかつ水溜部２３を形成するように設計される。したがって、
水溜部２３内の水は供給管２１内の水から電気絶縁される。ドリップチャンバは気密であ
り、したがって、水が供給管２１とスプレッダ２２とを通して流入するときにドリップチ
ャンバに小さな過圧を形成するようにする。ドリップチャンバ２０は過圧弁２５も備える
。次に、水溜部からの水は排水管２４を通して図２のノズル３０に続く。ノズル３０は金
属プレート３１上に水のスプレを供給し、その結果、ノズルの周りの領域および金属プレ
ートの隣接領域は霧のような雲状の水によって囲まれる。プレート３１の金属はステンレ
ス鋼または他の非腐食性金属であることが好ましい。ノズル３０および／または金属プレ
ート３３に、電圧を印加するための電気接続部３３が設けられる。この場合も電圧下にあ
る水は、荷電された分子／粒子を引き付けて、それらを保持する。金属プレート３１は傾
斜され、その結果、水はプレート上を流れ、図示していない収集容器内に落ちる。収集容
器は、レベルスイッチによる排出機能を有し、このようにして、ある量の水が収集された
ときに水を空にするようにする。
【００１５】
　図３は、金属プレート３１またはノズル３０が環境から電気絶縁されるが、整流ブリッ
ジ１２に電気接続される方法を示している。整流ブリッジ１２は、通常の電力網からの２
２０Ｖの交流電圧を４５Ｖの交流電圧に下げるための変圧器１３に電気接続される。整流
ブリッジはスイッチ１４を介して（シャシに）接地される。この構造では、金属プレート
３１とアース１１との間の電位差は、スイッチを接続および遮断することによって変更で
きる。
【００１６】
　図４の代替的実施態様では、装置はまた、一方の端部にファン４１、好ましくは遠心フ
ァンおよび他方の端部に空気流を制限する制限部４２を有する金属製シリンダ４０を備え
る。他の形式のファン、例えば空気循環を必要としない形式のファンを使用してもよく、
この場合、パイプの反対側端部を完全に閉じることが可能である。シリンダは分子を引き
付け、これによって、本発明による装置の効率を向上する。
【００１７】
　さらに他の実施態様では、本発明による装置は、導電体によって巻回されかつ図２の加
熱要素２０に直列に接続された図５のコイル５１と５２を備え得る。コイルの周りに発生
される電界は全電界を形成する。コイルは、この全電界の中心の位置が装置の他のユニッ
トの位置と一致するように装置の周りに巻回されることが好ましい。
【００１８】
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　他の代替的実施態様では、装置は、装置を囲む空気湿度を高めるためのそれ自体公知の
形式の空気加湿器を備えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ドリップチャンバの図面である。
【図２】金属プレートおよびノズルの図面である。
【図３】本発明による装置の金属プレートの電気接続部の図面である。
【図４】シリンダ内に過圧を発生するファンを有する金属製シリンダの図面である。
【図５】電流伝導コイルの好ましい配向を示している。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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